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Resumen:

La segmentacion de una imagen es parte esencial en el analisis al caracterizar propiedades de tamafio,
forma y distribucion en orden micro y nanométrico en metrologia por visiéon. Actualmente la demanda de
este tipo de servicios de calibracion ha crecido considerablemente debido al incremento en el niumero
equipos de medicion, tales como: Microscopios de Barrido Electronico MBE en metrologia de materiales y
Microscopios Opticos MO de ultima generacién en metrologia dimensional. Con capacidades de medicién
que van desde las centenas de micrometros hasta decenas de nandmetros. Donde la exactitud de
medicién y caracterizacién del mensurando se relaciona con el poder de amplificacion del sistema y el
analisis por procesamiento de imagenes. En la actualidad existe una gran variedad de software comercial
que permite caracterizar tales propiedades, donde la aplicacién de las diferentes técnicas de segmentacion
y filtrado de la imagen son a criterio del operador y no necesariamente con un conocimiento previo de las
mismas. Adicionalmente, el analisis dimensional se limita al uso de herramientas primarias con exactitud
en el orden de pixeles, debido a la falta de criterios de ajuste que permitan determinar con mayor exactitud
una geometria de interés. El objetivo de este articulo es mostrar a través de un estudio distintas técnicas
de procesamiento de imagenes para aplicacion en microscopia, que permitan determinar propiedades de
tamafio, forma y distribucién en Patrones Opticos de Referencia (POR) certificados, con capacidades de
deteccion y exactitud a nivel subpixel; invariantes a perturbaciones de escala, rotacion, traslacién y nivel de
ruido en la imagen, con el objetivo de evaluar el error de medicion y dar trazabilidad con menor
incertidumbre a la unidad de longitud a sistemas de referencia en esta escala de medicion.
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